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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(3) Vorrichtung und Verfahren fur interferometrische Messungen 

(§7) Bei einer Interferometeranordnung mit mehreren Um- 
lenkspiegeln und mindestens einem Strahlteiler, die so 
angeordnet sind, daB ein eintretender Lichtstrahl (11) in 

Teilstrahlen aufgespalten wird, die entlang vorbestimm- h q 

ter Lichtwege laufen und sich zu einem austretenden 

Lichtstrahl (12) uberlagern, fuhren die Lichtwege durch ei- 
nen fur den eintretenden Lichtstrahl (11) durchlassigen In- 
terferometerkorper (10), in dem sich der Strahlteiler (13) 
befindet und auf dessen Oberflache die Umlenkspiegel 
(14, 16) angeordnet sind. 
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Beschreibung Interferometer 40. Der einfallende Lichtstrahl 41 trifft auf 

den Strahlteiler 43. Ein erster Teilstrahl tritt durch den 

Die Erfindung betrifft eine Interferometeranordnung, ins- Strahlteiler 43 hindurch und wird iiber den ersten Interfero- 

besondere eine Interferometeranordnung mit zueinander un- meterspiegel 44 und den zweiten Interferometerspiegel 46 

beweglich angeordneten optischen Elementen wie z. B. ein 5 erneut durch den Strahlteiler 43 zur Bildung des austreten- 

Sagnac-Interferometer, und interferometrische Untersu- den Lichtstrahls 42 gelenkt. Der zweite Teilstrahl wird tiber 

chungs verfahren unter Verwendung derartiger Interferome- den gleichen, entgegengesetzten Lichtweg ttber den zweiten 

teranordnungen. Interferometerspiegel 46 und den ersten Interferometerspie- 

Herkommliche Zweiweg-Interferometer (sogenannte Mi- gel 44 zur tJberlagerung mit dem ersten Teilstrahl in! austre- 

chelson-Interferometer) basieren auf der linearen Erzeu- 10 tenden Lichtstrahl 42 gelenkt. Weitere opusche Elemente 47 

gung einer optischen Wegdifferenz zwischen zwei Teilstrah- dienen der Abbildung des austretenden Lichtstrahl auf einer 

len eines hinsichtlich seiner spektralen Eigenschaften zu un- Detektoranordnung 48. Der erste Interferometerspiegel 44 

tersuchenden Lichtstrahls. Der zu untersuchende Lichtstrahl ist zur Erzeugung der optischen Wegdifferenz verschiebbar 

wird mit einem Strahlteiler auf zwei Interferometerspiegel angeordnet. Trotz der genannten erhohten MeBgenauigkeit 

gelenkt, die die jeweiligen Teilstrahlen in sich zuruckreflek- is ist das Interferometer 14 nachteilig, da die Stabilitat und Re- 

tieren, wonach am Strahlteiler eine Uberlagerung der nick- produzierbarkeit der Einstellung des ersten Interferometer- 

reflektierten Teilstrahlen erfolgt Die optische Wegdifferenz spiegels 44 beschrankt ist. Dieser Nachteil laBt sich beseiti- 

wird durch Verstellung des Abstandes eines der Interfero- gen, wenn, wie in der oben genannten Publikation Y. Garini 

meterspiegel vom Strahlteiler erzeugt. Die Uberlagerung et al. vorgeschlagen, beide Interferometerspiegel fest posi- 

der reflektierten Teilstrahlen resultiert in einem charakteri- 20 tioniert und die optische Wegdifferenz durch Verschwenken 

stischen Interferenzmuster, das mit einer Detektoreinrich- des Sagnac-Interferometer gegenuber der Richtung des eih- 

tung erfaBt wird und mittels Fourier-Transformation eine tretenden lichtstrahls erzielt wird. Allerdings verbleibt auch 

Analyse der spektralen Eigenschaften des eintretenden in diesem Fall der Nachteil, dafi das Interferometer von jeg- 

Lichtstrahles erlaubt lichen Luftturbulenzen abgeschirmt werden muB. 

Michelson-Interferometer besitzen fur Spektraluntersu- 25 Weitere Nachteile herkommlicher Sagnac-Interferometer 

chungen den Vorteil, daB im Unterschied zu Dispersions an- betreffen deren Herstellbarkeit Erstens ist es aufwendig, die 

ordnungen mit einer Messung unmittelbar ein ganzer Spek- optischen Elemente herkommlicher Sagnac-Interferometer 

tralbereich erfaBbar ist AuBerdem ist die Lichtausbeute ortsgenau und stabil zu positionieren. AuBerdem lfiBt sich 

hoch, so dafi sich gegenuber den Dispersionsanordnungen die Anbringung des Strahlteilers und der Interferometerspie- 

ein verbessertes Signal-Rausch-Verhaltnis ergibt. Ein we- 30 gel nicht miniaturisieren. Dies bedeutet insbesondere einen 

sentlicher Nachteil von Micheison-Interferometern besteht Nachteil fur die Datenaufhahme. Soil beispielsweise die op- 

jedoch darin, daB das Interferenzmuster nur dann ausgewer- tische Wegdifferenz durch Interferometerschwenkung er- 

tet wenlen kann, falls die gegenseitige Anordnung der Inter- zeugt werden, so ist die Schwenkgeschwindigkeit her- 

ferometerbestandteile (Strahlteiler, Spiegel usw.) hochsten kommlicher Sagnac-Interferometer aufgrund ihrer GroBe 

Stabilitatsanforderungen geniigt. Die optischen Elemente ei- 35 beschrankt, was sich nachteilig auf die Geschwindigkeit der 

nes Michelson-Interferometers miissen daher laufend von Datenakquisition auswirkt. Aufgrund dieser Nachteile ist 

storenden Schwingungen, Luftstromungen und Temperatur- auch der Einsatzbereich dieses Interferometertyps be- 

anderungen abgeschirmt werden, so daB der Einsatz derarti- schrankt. 

ger Interferometer auf Spezialanwendungen insbesondere Es ist die Aufgabe der Erfindung, eine verbesserte Interfe- 

im Laborbereich beschrankt ist. 40 rometeranordnung anzugeben, die eine erhohte Stabilitat be- 

Ein stabilisiertes Michelson-Interferometer wird von J. G. sitzt und einfacher herstellbar ist. Es ist eine weitere Auf- 

Hirschberg et al. in "Applied Optics" (Band 18, 1979, Seite gabe der Erfindung, ein interferometrisches MeBverfahren 

2726-2727) beschrieben. Bei diesem Interferometer sind unter Verwendung einer derartigen Interferometeranord- 

die Interferometerspiegel fest an den Innenwanden eines nung anzugeben. 

Gehauses angebracht. Die optische Wegdifferenz wird 45 Diese Aufgaben werden mit einer Anordnung bzw. einem 

durch Bewegung des Strahlteilers und eines Zusatzspiegels Verfahren gemaB den Patentanspriichen 1 bzw. 9 gelost 

erzeugt, die iiber flexible Membranen mit der Gehausewand Vorteilhafte Ausfiihrungsformen der Erfindung ergeben sich 

verbunden und durch Anlegen eines Gasdruckes verschieb- aus den abhangigen An sprue hen. 

bar sind. Dieser Aufbau ist jedoch aufwendig und anfallig Die Erfindung basiert auf der Idee, eine Interferometeran- 

gegeniiber Storungen. 50 ordnung anzugeben, bei der die optischen Elemente zur Er- 

Die genannten Nachteile konnen teilweise'mit einem Ein- zeugung und Umlenkung zueinander koharenter Teilstrah- 

weg-Interferometer (sogenanntes Sagnac-Interferometer) len in bzw. auf einem Korper aus einem Material angeordnet 

beseitigt werden, wie es allgemein beispielsweise von Y. sind, das fur das jeweils verwendete Licht durchlassig ist. 

Garini et al. in "Fluorescence Imaging Spectroscopy and Die Interferometeranordnung funktioniert entweder nach 

Microscopy" (Herausgeber: X. F. Wang und B. Herman, 55 dem Einweg-Prinzip oder einem modifizierten Zweiweg- 

John Wiley & Sons, 1996, Kapitel 4, Seite 120 If.) beschrie- Prinzip. Der Interferometerkorper ist vorzugsweise ein Fest- 

ben wird. Bei einem Sagnac-Interferometer sind ein Strahl- korper aus einem transparenten Material (z. B. Glas oder 

teiler und zwei Interferometerspiegel so angeordnet, daB KunststofT) und besteht aus zwei Teilprismen, die in Bezug 

sich fur beide Teilstrahlen ein gemeinsamer Lichtweg aus- auf eine gemeinsame Kontaktflache symmetrisch angeord- 

bildet, der jedoch von den Teilstrahlen jeweils mit entgegen- 60 net sind. Die Kontaktflache ist mit einem Strahlteiler verse- 

gesetzten Richtungen durchlaufen wird. Die Bildung eines hen, der zur Erzeugung der Teilstrahlen und deren Uberlage- 

gemeinsamen Lichtweges ist mit einer erhohten MeBgenau- rung nach Durchlaufen des Interferometerkorpers eingerich- 

igkeit verbunden, da. sich Vcrschicbungcn optischcr Elc- tct ist. Auf cbcncn Obcrflachcn des Interferometerkorpers 

mente auf beide Teilstrahlen in gleicher Weise auswirken, so sind reflektierende Bereiche vorgesehen, die Umlenkspieget 

daB dadurch kein MeBfehler entsleht. « zur Bildung des von den Teilstrahlen durchlaufenen Licht- 

Fig. 4 zeigt als Beispiel eines herkommlichen Sagnac-In- weges darstellen. 

tcrlcromctcrs das von J. V. S weedier cl al. in "Applied Spec- Die crfindungsgcmaBc Interferometeranordnung ist fur 

iroscopy" (Band 43, 1989, Seite 1378-1384) beschriebene die Rcalisicrung sarntlichcr inlcrfcroinclrischer McBprinzi- 
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pien geeignet, die mit herkommlichen Interferometeranord- 
nungen implementiert werden. Die Erzeugung der optischen 
WegdifFerenz wird durch eine Veranderung der gegenseiti- 
gen Ausrichtung zwischen dem einfalienden Lichtstrahl und 
dem Interferometerkorper erzielt. Hierzu erfolgt vorzugs- 5 
weise eine Schwenk- oder Rotationsbewegung des Interfe- 
rometerkSrpers. Ein erfindungsgemaBes interferometrisches 
MeBverfahren ist dementsprechend insbesondere dadurch 
gekennzeichnet, daB eine Interferometeranordnung gegen- 
iiber einem einfalienden Lichtstrahl gedreht wird. Die Dre- to 
hung kann wegen der vorteilhaften Miniaturisierbarkeit des 
Interferometerkorpers mit hoher Geschwindigkeit erfolgen, 
wobei die Erfassung des austretenden Lichtstrahls mit den 
uberlagerten Teilstrahlen mittels einer Detektoranordnung 
jeweils wahrend eines geeigneten Teilausschnitts wahrend 15 
der Drehbewegung erfolgt 

Die erfindungsgernaBe Interferometeranordnung besitzt 
die folgenden Vorteile. Der Interferometerkorper ist einfach 
hersteilbar, indem geeignet lichtdurchlassige Materialien 
mit herkommlichen Bearbeitungsverfahren in die ge- 20 
wiinschte Teilprismenform gebracht und auf die Oberfla- 
chen der Teiiprismen der Strahlteiler bzw. die Umlenkspie- 
gel aufgebracht werden. Dies erfolgt mit einer geeigneten 
Beschichtungstechnik wie beispielsweise Aufdampfen. Es 
ist jedoch auch mdglich, den Interferometerkorper in einer 25 
geeigneten GieBform schrittweise auszubilden, indem eine 
dem Gesamt-Interferometerkorper entsprechende GieBform 
zunachst mit einem GieBverfahren mit hartendem Material 
entsprechend einem Teilprisma gefUllt, nach dem Harten der 
Strahlteiler aufgebracht und anschlieBend weiteres Material 30 
entsprechend dem zweiten Teilprisma aufgefiillt und ausge- 
hartet wird. In jedem Fall ist die Herstellung der Interfero- 
meteranordnung wesentlich vereinfacht Die optischen Ele- 
mente sind auBerordentlich stabil und mit einer festen Rela- 
tivposition angeordnet, Im Unterschied zu einem herkomm- 35 
lich Sagnac-Interferometer konnen die Strahlteiler und Ura- 
lenkspiegel in der fertiggestellten Interferometeranordnung 
nicht mehr gegeneinander verkippen. AuBerdem ist die 
Funktion der Interferometeranordnung unabhangig von ir- 
gendwelchen Luftstromungen, so daB eine Verwendung in 40 
beliebigen Umgebungen auch auBerhalb des Labors mog- 
lich ist. Dies ergibt eine erhebliche Erweiterung des Einsatz- 
bereiches von Interferometern fur spektrale MeBtechniken. 

Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung werden 
im folgenden auf die Figuren erlautert Es zeigen: 45 

Fig. 1-3 schematische Schnittansichten jeweils einer er- 
sten, zweiten und dritten Ausfuhrungsforrn einer erfin- 
dungsgemaBen Interferometeranordnung; und 

Fig. 4 eine Illustration des Strahlengangs eines herkomm- 
lichen Sagnac-Interferometers. 50 

Bei der in Fig. 1 dargestellten Ausfuhrungsform bildet 
der Interferometerkorper der Interferometeranordnung ein 
Prisma 10 mit ebenen Oberflachen, das eine in Bezug auf die 
Ebene des durch den Interferometerkorper verlaufenden 
Lichtweges fiinfeckige Querschnittsgestalt aufweist. Der In- 55 
terferometerkorper ist aus zwei vierseitigen Glasprismen ge- 
bildet, die sich endang ihrer langsten Seitenflachen beriih- 
ren. Die Seitenflachen bilden die Kontaktflache und Sym- 
metrieebene, wobei jeweils ein an die Kontaktflache angren- 
zender Winkel 45° und ein der Kontaktflache gegenuberlie- 60 
gender Winkel 112,5° betragt. Die Glasprismen sind so mit- 
einander verbunden, daB die beiden 45°- Winkel zusammen 
cincn rcchtcn Winkel des Interferometerkorpers bilden, der 
von den Eintritts- bzw. Austrittsfenstcm aufgespannt wird. 

Der einfallende Lichtstrahl 11 tritt durch das Eintritts fen- 65 
ster in das erste Teilprisma 10A und wird am Strahlteiler 13 
in zwei Teilstrahlen gcspaltcn. Der ersic Tcilslrahl fuhrt wci- 
ler zum Umlenkspiegel 14 und wird von dicscm Liber den 



Umlenkspiegel 16 jeweils nach innen wieder zum Strahltei- 
ler 13 gelenkt, wo eine Oberlagerung mit dem zweiten Teil- 
strahl erfolgt, der vom Strahlteiler 13 aufeinanderfolgend 
uber die Umlenkspiegel 16 und 14 und wieder zum Strahl- 
teiler 13 gelenkt wird. Beide uberlagerten Strahlen bilden 
den aus dem zweiten Teilprisma 10B austretenden Licht- 
strahl 12. 

Der Strahlteiler 13 ist eine teildurchlassige Beschichtung 
entlang der Kontaktflache zwischen den Teiiprismen. Die 
Beschichtung (in Fig. 1 aus Ubersichtlichkeitsgriinden rela- 
ti v dick gezeichnet) wird etwa Uber die Half te der Flache ei- 
ner der entsprechenden Oberflachen der Teiiprismen 10A, 
10B aufgetragen, bevor diese zur Bildung des Interferome- 
terkorpers zusammengeklebt werden. Die der Kontaktflache 
gegeniiberliegenden Seiten des InterferometerkSrpers, die 
nicht die Eintritts- bzw. Austrittsfenster sind, sind mit re- 
flektierenden Beschichtungen versehen. Urn die Handha- 
bung des Interferometerkorpers zu erleichtern, ist auf den 
reflektierenden Beschichtungen zusatzlich eine Schutz- 
schicht aufgetragen. Die Strahlteiler- und Spiegelschichten 
sind vorzugsweise Aufdampfschichten. 

Bei der Herstellung des Interferometerkorpers erfolgt 
nach Auftrag eines hartbaren Klebstoflfs auf den der Kon- 
taktflache entsprechenden Seitenflachen eine Ausrichtung 
der Relativposition beider Teiiprismen zueinanden Die Aus- 
richtung erfolgt unter Beobachtung eines Interferenzbildes 
z. B. eines einfalienden WeiBlicht- Lichtstrahls. Da der Ab- 
stand von Interferenzstreifen von der Relativposition der 
Teiiprismen abhangt, wenn diese geringfugig hin- und her- 
bewegt werden, wird eine Position ausgewahlt, in der die In- 
terferenzstreifen die gewunschte Gestalt und GroBe besit- 
zen. Diese Position wird beibehalten, bis der KlebstofF aus- 
gehartet ist. 

Der in Fig, 1 gestrichelt eingezeichnete Lichtweg repra- 
sentiert einen mittleren Lichtstrahl, wobei die Pfeile im In- 
terferometerkorper die Laufrichtungen der Teilstrahlen an- 
zeigen. Die dargestellte Querschnittslange der Kontaktfla- 
che zwischen den Teiiprismen betragt beispielsweise 50 mm 
und die Gesamtdicke des Interferometerkorpers betragt rd. 
30 mm. Es ist jedoch mdglich, je nach Anwendungsfall 
diese GroBe zu variieren. So ist beispielsweise eine Miniatu- 
risierung bis hin zu Dimensionen mdglich, unter denen Beu- 
gungserscheinungen die interferometrische Messungen sto- 
ren wiirden. 

Ein Interferometer gemaB Fig. 1 ergab bei einem Test, 
daB bei WeiBlicht-Beleuchtung rd. 12 farbige Interferenz- 
streifen sichtbar waren. Bei Einsatz eines Interferenzfilters 
wurden uber 100 Interferenzstreifen beobachtet. Es wurde 
eine Streifentrennung von ungefahr 0,8° ermittelt. Bei mo- 
nochromatischer Beieuchtung zeigte sich, daB ein gleichfor- 
miges Streifenbild abwechselnder heller und dunkler Berei- 
che uber der gesamten optischen Apertur des Interferome- 
terkorpers ausgebildet wurde. 

Die Ausfuhrungsform gemaB Fig. 2 basiert wie im Fall 
von Fig. 1 auf zwei Teiiprismen, die entlang ihrer groBten 
Seitenflachen miteinander verklebt sind. Die Kontaktflache 
tragt in einem Teilbereich zur Bildung des Strahlteilers 23 
eine teildurchlassige Beschichtung. Die Winkel der Prismen 
sind derart ausgewahlt, daB der eintretende Lichtstrahl 21 
uber den ersten Umlenkspiegel 24 auf einen mittleren Um- 
lenkspiegel 25 und von diesem auf den zweiten Umlenk- 
spiegel 26 gerichtet wird. Der zweite Teilstrahl durchlauft 
den cntgcgcngcsctztcn Lichtweg, so daB bcidc Teilstrahlen 
am Strahlteiler 23 in den austretenden Lichtstrahl 22 kombi- 
niert werden. 

Die Ausfuhrungsform gemaB Fig. 3 zeigt einen scchsek- 
kigen Interferometerkorper, bei dem abweichend von den 
oben genannten Ausfuhrungsformen die Teilstrahlen ge- 
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trennte lichtwege durchlaufen. Der einfallende Lichtstrahl 
31 wind mit dem Strahlteiler 33 getrennt. Der erste Teilstrahl 
wird iiber den Umlenkspiegel 34 zum Strahlteiler 33 zu- 
riickgelenkt und mit dem zweiten Teilstrahl, der iiber den 
Umlenkspiegel 36 umgelenkt wird, iiberlagert, urn den aus- 5 
tretenden Lichtstrahl 32 zu bilden. Aufgrund der hervorra- 
genden Stabilitat der erflndungsgemaBen Interferometeran- 
ordnungen ist es moglich, ohne Verlust an Leistungsfahig- 
keit zu einer Zweiweg-Anordnung iiberzugehen, wie es bei- 
spielhaft in Fig. 3 gezeigt isL 10 

Die in den Fig. 1 bis 3 dargestellten Ausfuhrungsformen 
sind beispielhafte, schematischePrinzipdarstellungen. Es ist 
moglich, die geornetrischen Verhaltnisse je nach Anwen- 
dungsfall zu variieren. Dies betriffl sowohl die Winkel als 
auch die absoluten GrOBenverhaltnisse. Ferner ist es mog- 15 
lich, beide Teilprismen aus verschiedenen oder zusammen- 
gesetzten Materialien herzustellen. So ist auch der Einsatz 
eines fliissigkeitsgefUllten Prismenkorpers denkbar, wobei 
je nach Anwendungsfall Flttssigkeiten verschiedener Brech- 
zahlen verwendet werden. 20 

Die Realisierung der Erfindung ist nicht auf die darge- 
stellten ftinf- oder sechseckigen Prismen beschrankt Es ist 
vielmehr jeder Prismenaufbau moglich, der im Inneren ei- 
nen ebenen Strahlteiler derart aufweist, daB ein den Strahl- 
teiler durchsetzender Teilstrahl auf einen Umlenkspiegel auf 25 
einer Prismenoberflache trifft und nach mindestens einer. 
Reflexion zum Strahlteiler zuriickgelangt und ein vom 
Strahlteiler reflektierter Teilstrahl ebenfalls auf einen Um- 
lenkspiegel auf einer Prismenoberflache trifft und nach min- 
destens einer Reflexion zum Strahlteiler gelangt, so daB 30 
beide Teilstrahlen zu einem gemeinsam austretenden Licht- 
strahl iiberlagert werden. 

In den Figuren sind die jeweiligen Lichtquellen und De- 
tektorsysteme nicht dargestellt. Von den Lichtquellen geht 
entweder das zu untersuchende Licht oder ein Lichtstrahl 35 
aus, aus dem Untersuchungslicht fur spektrale Messungen 
mit der Interferometeranordnung erzeugt werden soil. Die 
Interferometeranordnung kann femer eine (nicht darge- 
stellte) Halterung umfassen, die zum Verschwenken oder 
Verdrehen des Interferometerkorpers in Bezug auf den ein- 40 
fallenden Lichtstrahl eingerichtet ist. Eine derartige Halte- 
rung kann beispielsweise durch einen mit einem Stellmotor 
betatigbaren Drehtisch gebildet werden. 

Paten tanspriiche 45 

1. Interferometeranordnung mit mehreren Umlenk- 
spiegeln und mindestens einem Strahlteiler, die so an- 
geordnet sind, daB ein eintretender Lichtstrahl (11, 21, 
31) in Teilstrahlen aufgespalten wird, die entlang vor- 50 
bestimmter Lichtwege laufen und sich zu einem austre- 
tenden Lichtstrahl (12, 22, 32) uberlagern, da durch 
gekennzeichnet, daB die Lichtwege durch einen fur 
den eintretenden Lichtstrahl (11, 21, 31) durchlassigen 
Interferometerkorper (10, 20, 30) fuhren, in dem sich 55 
der Strahlteiler (13, 23, 33) befindet und auf dessen 
Oberflache die Umlenkspiegel (14, 16, 24, 26, 34, 36) 
angeordnet sind. 

2. Interferometeranordnung gemaB Anspruch 1, bei 
der der Interferometerkorper aus zwei Teilprismen 60 
(10A, 10B f 20A, 20B, 30A, 30B) besteht, von denen 
sich jeweils zwei Seitenflachen zur Bildung einer ebe- 
nen Kontaktflache bcriihrcn, auf der der Strahlteiler 
(13, 23, 33) angeordnet ist. 

3. Interferometeranordnung gemaB Anspruch 2, bei 65 
der die Teilprismen symmetrisch in Bezug auf die Kon- 
taktflache angeordnet sind. 

4. Inicrfcrornctcranordnung gemaB Anspruch 2 oder 3, 



bei der der Strahlteiler (13, 23, 33) durch eine teil- 
durchlassige Beschichtung auf einer der Seitenflachen 
gebildet wird. 

5. Interferometeranordnung gemaB einem der Ansprii- 
che 2 bis 4, bei der jedes Teilprisma mindestens eine 
ebene Oberflache besitzt, die eine reflektierende Be- 
schichtung zur Bildung der Umlenkspiegel aufweist 

6. Interferometeranordnung gemaB einem der Anspru- 
che 1 bis 5, bei der der Interferometerkorper senkrecht 
zur Kontaktflache einen funfeckigen Querschnitt auf- 
weist und die Lichtwege der Teilstrahlen identisch 
sind, jedoch von den Teilstrahlen entgegengesetzt 
durchlaufen werden. 

7. Interferometeranordnung gemaB einem der Ansprii- 
che 1 bis 5, bei der der InterferometerkCrper einen in 
Bezug auf die Kontaktflache sechseckigen Querschnitt 
besitzt und die Lichtwege der Teilstrahlen in Bezug auf 
die Kontaktflache symmetrisch angeordnet sind. 

8. Interferometeranordnung gemaB einem der vorher- 
gehenden Anspriiche, bei der der Interferometerkorper 
auf einer drehbaren Halterung gelagert ist. 

9. Verfahren zur interferometrischen Messung mit ei- 
nem Lichtstrahl, der in Teilstrahlen aufgespalten wird, 
die entlang vorbestimmter Lichtwege geflihrt und zu 
einem austretenden Lichtstrahl (12, 22, 32) Uberlagert 
werden, dadurch gekennzeichnet, daB die Teilstrahlen 
durch einen fur den eintretenden Lichtstrahl (11, 21, 
31) durchlassigen Interferometerkorper gefiihrt wer- 
den, in dem die Teilstrahlen mit einem Strahlteiler (13, 
23, 33) geteilt und auf dessen Oberflache die Teilstrah- 
len nach innen reflektiert werden. 

10. Verfahren gemaB Anspruch 9, bei der der Interfe- 
rometerkorper zur Erzeugung einer sich peri odi sen an- 
dernden optischen Wegdifferenz zwischen den Teil- 
strahlen in Bezug auf den eintretenden Lichtstrahl ge- 
dreht wird. 
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